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Abstract (en)
The system has a set of electrodes (2) arranged discrete to each other on a surface of an electrically non-conductive or semi-conductive substrate
(1). Each electrode is formed as a metallic thin layer. The electrode with a feedthrough (4) is led into a substrate rear side and connected to an
electrical voltage source at the rear side via an electrical contact surface. An active layer (3) made of piezoelectric material is applied on a surface of
the electrodes. The active layer is connected to an electrode (8) and to a pole or mass potential of the source in an electrically conductive manner.
An independent claim is also included for a method for emitting ultrasonic waves with an ultrasonic transducer system.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Ultraschallwandlersystem und Verfahren zu dessen Betrieb. Dabei können insbesondere Ultraschallwellen mit
sehr hohen Frequenzen emittiert und beispielsweise für die zerstörungsfreie Prüfung von Werkstücken oder Bauteilen genutzt werden.
Bei einem erfindungsgemäßen System sind an einer Oberfläche eines elektrisch nicht leitfähigen oder halbleitenden Substrats (1) diskret
zueinander angeordnete Elektroden (2), die als metallische Dünnschicht ausgebildet und jeweils einzeln mit Durchkontaktierungen (4,5) zur
Substratrückseite hindurch geführt sind, vorhanden. An der Substratrückseite sind die Elektroden über eine Kontaktfläche (9,10) mit einer
elektrischen Spannungsquelle verbunden. Auf der Oberfläche der Elektroden ist mindestens eine aus einem piezoelektrischen Material gebildete
aktive Schicht (3) ausgebildet, die mit mindestens einer weiteren Elektrode (8) und damit mit dem anderen Pol der Spannungsquelle oder dem
Massepotential der Spannungsquelle elektrisch leitend verbunden ist.
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